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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
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【公表番号】特表2017-538102(P2017-538102A)
【公表日】平成29年12月21日(2017.12.21)
【年通号数】公開・登録公報2017-049
【出願番号】特願2017-518136(P2017-518136)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｂ  11/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/88     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｂ   11/00     　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｎ   21/88     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月26日(2018.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記干渉計装置（３０）が光導波路を備える集積光学装置であり、前記光導波路の入力
部が前記光源に結合され、前記光導波路が２つの分岐に分割され、前記光導波路の出力部
が、前記２つのビームの交差点に前記測定体積を形成するために方向付けられる、請求項
１に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　別の実施形態によれば、図３Ａおよび図６Ａに示すように、測定体積は、ウェハ２の主
表面Ｓの垂線に対して角度θで傾けられる。
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